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Szanowni Panstwo,

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

Przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest " sprzedaz,
szkolenie, dostawe, montaz i uruchomienie w siedzibie
Zamawiajacego fabrycznie nowego mikroskopu sit magnetycznych z
bipotencjostatem wraz z oprogramowaniem”.

Zamawiajacy informuje, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, iz w dniu 2012-07-12 wptyngt od uczestnika postepowania
wniosek o udzielenie wyjasnien.

Ponizej przedstawiamy odpowiedzi
Wykonawcy.

Zamawiajacego na pytania

1.1 Tryb obrazowania ogdlnego zastosowania o nastepujgcych cechach: - automatyczna
optymalizacja krytycznych parametréw obrazowania obejmujacych wartosc zadang,
wzmocnienia, szybkos$¢ skanowania oraz limit w osi Z.

1. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na usuniecie tego zapisu?

Tryb automatycznej optymalizacji krytycznych parametréw obrazowania jest dostepny jako
rozwigzanie wytacznie jednej firmy. Jest to tryb bardzo ograniczony i kosztowny w uzytkowaniu.
Wspdipracuje jedynie z ograniczong iloscig prébek oraz co najwazniejsze tylko ze specjalnymi
sondami. Sondy do tego trybu dostepne s3 tylko od producenta tego trybu i kosztujg znacznie
wiecej niz standardowe sondy - 200 EUR za 10 sztuk. Dla poréwnania standardowe sondy od
innych producentdéw kosztujg 800 EUR za 50 sztuk. Wychodzi wiec ekstra koszt 200 EUR za 50
sond, za tryb, ktéry w rzeczywistos$ci ogranicza mozliwosci pomiarowe. Systemy AFM/MFM sg
urzagdzeniami skomplikowanymi, przy ktérych uzytkownik musi posiada¢ odpowiednig wiedze, a
nie zdawac sie na oprogramowanie, ktore ogranicza mozliwosci badawcze. Dodatkowo tryb ten
nie dziata z MFM (producent nie oferuje takich sond), wiec wymaganie go mija sie z celem tego
systemu. Jako, ze system ten dostepny jest tylko od jednego dostawcy Zamawiajacy powinien
usunac¢ ten zapis lub przesunac¢ jako opcjonalne wymaganie. - bezposrednia kontrola sit igta —
prébka na poziomie co najmniej 50 pN



Zgodnie z wiedzq Zamawiajgcego obecnie, co najmniej dwie firmy
posiadajg opisany w punkcie 1.1 SIWZ tryb pomiarowy. Zgodnie z
informacjami na stronach tych firm do pracy w wyspecyfikowanym trybie
mozna wykorzystac dowolne sondy pomiarowe.

2. Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania w tym celu dedykowanego czujnika sity (nie chodzi o
uktad detekcji oparty na skanerze piezo, laserze i detektorze)? Jezeli nie, prosimy o wykreslenie
tego zapisu, poniewaz w standardowym uktadzie skanowania i detekcji nie mozna bezposrednio
mierzy¢ ani kontrolowac sity.

Skanery piezoelektryczne stosowane w systemach SPM sg jedynie aktuatorami pofozenia i ze
wzgledu na swoje wiasciwosci nie mogg by¢ wykorzystywane jako czujniki. Z tego tez powodu w
skanerach stosuje sie czujniki zamknietej petli sprzezenia zwrotnego, ktdre podajg rzeczywistg
wartos¢ przemieszczenia skanerow piezo. Dlatego tez piezo nie nadaje sie do pomiardw sity, do
ktdrych powinny by¢ wykorzystywane dedykowane czujniki.

- praca w oparciu o tryb obrazowania z przerywanym kontaktem bez potrzeby szukania
czestotliwosci rezonansowej dzwigni

Zgodnie z wiedzq Zamawiajgcego obecnie, co najmniej dwie firmy
posiadajg opisany w punkcie 1.1 SIWZ tryb pomiarowy. Bezposrednia
kontrola sity igta — probka realizowana jest w oparciu o przeprowadzong
wcze$niej kalibracje sondy pomiarowej z uzyciem probek wzorcowych
(probki o znanej sztywnosci).

3. Czy Zamawiajgcemu wymaga, aby oprogramowanie automatycznie wyszukiwato optymalng
wartos¢ rezonansu dzwigni?

Zamawiajgcy wymaga, aby opisany tryb obrazowania z przerywanym
kontaktem do poprawnej pracy nie wymagat znalezienia czestotliwoS$ci
rezonansowej dzZwigni.

1.8 Mikroskopia sit magnetycznych uwzgledniajgca zewnetrzne pole magnetyczne
4. Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia zewnetrznych elektromagneséw w celu zapewnienia
mozliwosci prowadzenia badan MFM w zewnetrznym polu magnetycznym?

Zapis w SIWZ jest nieprecyzyjny i mogtby byc zinterpretowany jako tryb MFM podatny na
zewnetrzne pole, czyli ukfad niezabezpieczony przed wptywem z zewnatrz.

Proponujemy doprecyzowanie wymogdw dotyczacych pracy w zewnetrznym polu:

"maksymalne zewnetrzne pole magnetyczne w czasie pomiaru:

- minimum 0,3 Tesli (dla prébek o szerokosci 5 mm) w ptaszczyznie prébki (in-plane); pole miedzy
nabiegunnikami powinno by¢ jednorodne w kierunkach x, y, zw odlegtosci 2 mm od $rodka
szczeliny z doktadnoscig 5%, - minimum 0,05 Tesli prostopadle do ptaszczyzny prébki
(out-of-plane)"

Brak wymogdw dotyczgcych zewnetrznego pola oznacza, ze wymagania sg spetnione przez
system, do ktdrego zostang dotgczone magnesy lodéwkowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony mikroskop sit magnetycznych
umozliwiat pomiary probek, ktére sq umieszczone w zewnetrznym polu
magnetycznym, wytworzonym przez zewnetrzne urzgdzenie - na przykfad
elektromagnes. Zamawiajgcy nie precyzuje konkretnych warunkow pracy
urzgdzenia wytwarzajgcego zewnetrzne pole elektromagnetyczne



1.10 Tryb Nanolitografii
5. Czy Zamawiajgcy wymaga litografii sitowej - wektorowej, anodyzacyjnej - rastrowej czy
obydwu?

Zmawiajgcy wymaga, aby dostarczony mikroskop oferowat tryb
nanolitografii mechanicznej i oksydacyjnej

1.11 Tryb obrazowania z jednoznacznym mapowaniem w ujeciu ilosciowym takich wiasciwosci
materiatéw jak adhezja oraz modut Younga powinna przebiega¢ z rozdzielczoscig <10 nm (< 10
minut na obraz).

Wymagany zakres wyznaczanego modutu Younga - od 1 MPa do 50 GPa.

Nanoindentacja, opcje analizy sktadowych harmonicznych oraz tryby obrazowania dual/multi
frequency AC nie beda rozwazane jako réwnowazine.

10.4 2 - do wykonywania nanoindentacji z piramidg diamentowa

6. Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia uktadu do badania wiasciwosci mechanicznych przy
uzyciu sond z piramidami diamentowymi technikg opartg o spektroskopie sit, czy tez moze
dopuszczalne jest zaoferowanie dowolnej techniki badania wiasciwosci mechanicznych opartej na
AFM pozwalajgcej na uzyskanie wartosci Modutu Younga?

Opisana przez Zamawiajacego technika jest oparta na analizie spektroskopii sita-odleglos¢
dostepnej w praktycznie kazdym systemie AFM. Niestety, zadna technika oparta na mikroskopii
AFM nie ma mozliwosci by¢ trybem obrazowania z jednoznacznym mapowaniem w ujeciu
ilosciowym wtasciwosci mechanicznych ze wzgledu na ograniczenia techniczne konstrukgji
mikroskopdw, skanerow piezoelektrycznych oraz sond AFM. Zgodnie z normg PN-EN I1SO 14577
taka technika jest nanoindentacja, ktdra pozwala na pomiary wtasciwosci mechanicznych w skali
nano. Nanoindentacja zostafa przez Zamawiajgcego wykluczona w powyzszym opisie, jednak w
punkcie 10.4 wymagane jest dostarczenie 2 sond do nanoindentacji.

Technika opisana przez Zamawiajgcego ma spore ograniczenia dotyczace probek, metod kalibracji,
przygotowania eksperymentu oraz stosowanych sond (ktére kosztujg nawet kilkanascie tysiecy
ztotych), a mimo tego wyniku uzyskane za jej pomoca sg tylko szacunkowym przyblizeniem
pomiarow mozliwych za pomoca prawdziwej nanoindentacji (jak w normie I1SO 14577).
Proponujemy zamiane tych wymogdéw na dowolng technike badania wiasciwosci mechanicznych
opartg na AFM - praktycznie wszystkie te techniki pozwalajg na korzystanie z normalnych sond
AFM (kosztujacych kilkadziesiat ztotych), a wyniki uzyskane za ich pomocg sg poréwnywalne do
tych uzyskanych za pomoca techniki opisanej w SIWZ.

Prosimy o odpowiednig zmiane zapiséw z usunieciem aktualnego opisu oraz ograniczen
zakresowych. Pragniemy tez zauwazy¢, ze utrzymanie tego zapisu spowoduje mozliwosé ztozenia
oferty tylko dla jednej firmy, ktdra posiada opisany tryb o dokfadnie takich parametrach.
Chcielibysmy tez zwrdci¢ Panstwa uwage na fakt, iz skanery piezoelektryczne stosowane w
systemach SPM sg jedynie aktuatorami potozenia i ze wzgledu na swoje wiasciwosci nie moga by¢
wykorzystywane jako czujniki. Z tego tez powodu w skanerach stosuje sie czujniki zamknietej petli
sprzezenia zwrotnego, ktdre podajg rzeczywistg wartos¢ przemieszczenia skanerdw piezo. Dlatego
tez piezo nie nadaje sie do pomiardw sity, do ktérych powinny by¢ wykorzystywane dedykowane
czujniki.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia mikroskopu wyposazonego w tryb
badania wtasciwo$ci mechanicznych przy uzyciu sond AFM z piramidami
diamentowymi z technikg opartg o tzw. szybkg spektroskopie sit, tak, aby
byto mozliwe tworzenia map rozktadu wtasciwo$ci mechanicznych z
rozdzielczoSciami typowymi dla mikroskopu sit atomowych i szybkoScig
normalnego obrazowania tj. okoto 10 minut na jeden obraz przy



rozdzielczoSci cyfrowej 512 x 512 punktow. Zamawiajgcy wymaga jedynie,
aby wraz z systemem dostarczone zostaty dwie sondy przeznaczone do
standardowego wykorzystywania podczas prowadzenia badan w trybie
nanoindentacji, poniewaz sg one przydatne podczas obrazowania
sztywnych i twardych materiatow np.: obrazowanie ksztattu wydzielen
weglikowych w stalach. Dostarczenie sond nie jest jednoznaczne z
wymaganiem, aby mikroskop posiadat tryb Nanoindentacji.

2 System powinien by¢ otwarty, umozliwiajacy w przysztosci jego rozbudowe o nastepujgce
opcje, bez ingerencji w uktad sterownika i gtowicy:

7.Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozszerzenie mozliwosci rozbudowy systemu oraz zaoferowanie
trybow mikroskopii pojemnosciowej i rezystancji rozptywu zamiast rozbudowy bez ingerencji w
uktad sterownika i gtowicy?

Wymienione tryby badawcze sg technikami standardowymi i jezeli rozbudowa nie wymaga
ingerencji w uktad sterownika ani glowicy oznacza to, ze muszg one by¢ dostepne w skfadanej
ofercie, ale moga by¢ zablokowane w oprogramowaniu. W takim przypadku rozbudowa
oznaczataby ptacenie za odblokowanie opcji oprogramowania co jest czestym zabiegiem
niektérych firm. Nasze rozwigzanie posiada duzo wiekszg liste mozliwosci rozbudowy (kilkaset
specjalizowanych moduféw) i zadna opcja nie jest sztucznie blokowana w oprogramowaniu.

Wymienione tryby mikroskopii pojemnosciowej i rezystancji rozptywu
wymagajq specjalistycznych komponentéw dodatkowych takich jak np.:
niskoszumowe wzmacniacze, ktore jesli sq dostepne w konfiguracji
podstawowej to podnoszg cene urzgdzenia. Zamawiajgcy dopuszcza
Jjednak zaproponowanie w przysztosci rozbudowy o wspomniane tryby z
mozliwo$cig dotgczenia wymaganego modutu do uktadu sterownika lub
gfowicy.

2.3 Mozliwos¢ obrazowania w podwyzszonych temperaturach w zakresie do 250 °C. Pomiary
powinny by¢ wykorzystywane z wykorzystaniem funkcji podgrzewania sondy skanujacej, w celu
zapobiezenia jej kontaminacji podczas obrazowania.

8. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane tego zapisu i usuniecie funkcji podgrzewania sondy
oraz braku ingerencji w uktad gtowicy?

Nasze rozwigzanie standardowo pozwala na badania do 150C z mozliwoscig rozbudowy o gtowice
do badan do 300C, ktdra posiada ukfad zabezpieczajacy jg przed wptywem temperatury na
wrazliwe elementy.

Zamawiajgcy wymaga, aby mozliwe byto w przyszto$ci dokupienie modutu
umozliwiajgcego prowadzenie pomiarow w temperaturze w zakresie do
250 °C, a takze, aby sonda bytfa podgrzewana, aby zapobiec kondensacji
na sondzie pomiarowej podgrzewanego materiatu lub medium, w ktérym
odbywa sie obrazowanie. Opisana funkcjonalno$¢ powinna byc¢ dostepna
bez integracji w uktad gtowicy pomiarowej, poniewaz takie rozwigzanie
podnosi koszt zakupu dodatkowych opcji.

9. Czy Zamawiajgcy stawia jakies wymogi dotyczace stabilnosci termicznej systemu do badan w
podwyzszonej temperaturze?



Proponujemy wymaganie stabilnosci co najmniej na poziomie <20 nm/°C i <20 nm/godz. Jest to o
tyle wazne, ze jezeli robimy kilka wysokorozdzielczych skanéw na obszarze kilkuset nanometrow i
w miedzyczasie temperatura w pomieszczeniu podniesie sie o kilka stopni to za kazdym razem
bedziemy skanowali inny obszar. Jest to szczegdlnie wazne przy badaniach zaawansowanych gdzie
najpierw skanujemy topografie a pdzniej na dokfadnie tym samym obszarze musimy wykona¢
skan w trybie zaawansowanym.

Zamawiajgcy nie precyzuje wymogow stabilnosSci termicznej podczas pracy
podwyzszonych temperaturach.

2.4 Mozliwos¢ obrazowania w obnizonych temperaturach do przynajmniej -35 °C
10. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie systemu, ktory bedzie posiadat mozliwos¢
rozbudowy o prace do -30°C?

Zamawiajgcy wyspecyfikowat, ze mikroskop sit magnetycznych powinien
umozliwia¢ w przyszto$ci rozbudowe o opcje chtodzenia do -35 °C, bez
ingerencji w uktad sterownika lub gfowicy.

2.5 Mikroskopia pradu rozptywu z wykorzystaniem liniowego wzmacniacza pragdowego o co
najmniej czterech poziomach wzmocnienia z przetaczaniem zakreséw z poziomu
oprogramowania, z mozliwoscig integracji z mikroskopia drgan torsyjnych diwigni, w ktérej
amplituda drgan torsyjnych wykorzystywana jest jako sygnat sprzezenia zwrotnego.

2.6 Mikroskopia pradu rozptywu z wykorzystaniem liniowego wzmacniacza. Zastosowany
wzmachniacz pragdowy o co najmniej czterech poziomach wzmocnienia z przetaczaniem zakresow
z poziomu oprogramowania o zakresie pomiarowym co najmniej od 100 fA do 1 pA. Mozliwos¢
potaczenia z trybem obrazowania z jednoznacznym mapowaniem w ujeciu ilosciowym takich
wiasciwosci materiatéw jak adhezja oraz modut Younga z rozdzielczoscig <10 nm (< 10 minut na
obraz). Wymagany zakres, w ktérym modut Younga powinien by¢ wyznaczany wynosi od 1 MPa
do 50 GPa. Nanoindentacja, opcje analizy sktadowych harmonicznych oraz tryby obrazowania
dual/Multi frequency AC nie beda rozwazane jako réwnowazne.



11. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zaoferowanie systemu realizujgcego tryb pradu rozptywu w
zakresie liniowy 50 pA - 10 nA i nieliniowym 10 nA - 100 uA z mozliwoscig rozbudowy o tryb
niskopragdowy o zakresie 30 fA - 100 pA?

Wymogi z punktéw 2.5 i 2.6 dotyczg konkretnych rozwigzan technicznych dostepnych tylko u
jednego producenta i z tego powodu nie mogg by¢ dokfadnie w takiej postaci zaoferowane przez
naszg firme.

Opisany punkt dotyczy trybu pracy, o ktory w przysztosci mozna
rozbudowac wyspecyfikowany system. Zamawiajgcy wymaga jednak, aby
pomiar w catym wyspecyfikowanym zakresie odbywat sie w Sposob

liniowy, poniewaz pozwala to na uzyskanie najwyzszej doktadnosci
pomiaru oraz na pomiar zgodnie z prawem Ohma - ktore jest zaleznoscig
liniowg !!!.

3.2 Uktad obserwacji dZwigni i pola skanowania za pomoca cyfrowej kamery CCD o
rozdzielczosci optycznej co najmniej 5 megapixeli z mozliwoscig wyswietlania obrazu na
monitorze komputera sterujgcego AFM.

Funkcje powiekszenia oraz ogniskowania sterowane poprzez oprogramowanie

12. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na usuniecie zapisu dotyczacego rozdzielczosci kamery CCD i
ewentualnie zastgpienie go rozdzielczoscig optyczng 3 um?

Uktad obserwacji dzwigni i pola skanowania nie wymaga stosowania wysokorozdzielczych kamer
CCD. Tego typu wymagania sg istotne w przypadku wysokorozdzielczych uktadéw optycznych w
zintegrowanych systemach AFM/Raman, do ktérego nasz system mozna rozbudowad.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowane zmiany, wymagana
rozdzielczo$¢, co najmniej 5 mega pikseli ma na celu zapewnienie
najlepszej mozliwej jakosci ofrzymanych obrazéw, ufatwia to
pozycjonowanie otrzymanych wynikow z mikroskopu sit magnetycznych
wzgledem obrazu z mikroskopu optycznego.

13. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie systemu, w ktérym uktad obserwacji dzwigni
bytby umieszczony pod katem?

Taki system jest duzo prostszym rozwigzaniem (obiektyw jest skierowany na dzwignie i probke
pod katem, podobnie jak patrzy uzytkownik stojgc przed systemem) ograniczajgcym mozliwosci
rozbudowy i dostep do probki, ale dzieki temu moglibysmy obnizy¢ cene naszej oferty.
Standardowym rozwigzaniem jest uktad optyczny nad gtowica, prostopadle do probki i pozwala na
uzyskanie duzo wyzszych rozdzielczosci optycznych i tatwiejszy dostep oraz rozbudowe, jednak
jest duzo drozszy.

Zamawiajacy kierujgc sie maksymalng wygodg pracy uwaza, ze uktad
kamery powinien oferowac widok prostopadty do powierzchni probki, tak,
aby precyzyjnie mozna byto stwierdzic nad jakim obszarem znajduje sie
dzwignia pomiarowa. Jednak ze wzgledu na to, ze sposob obserwacji
powierzchni nie zostat opisany w SIWZ Zamawiajgcy nie precyzuje
geometrii uktadu obserwacji. Natomiast Zamawiajgcy nie akceptuje



zaproponowania ukfadu obserwacji, ktory uniemozliwia prace z
wymienionymi w SIWZ trybami pomiarowymi oraz z trybami, o ktore w
przysztosci mozna rozbudowac zamawiany mikroskop.

5 Wymagane wyposazenie kontrolera
5.1 Co najmniej 3 zintegrowane wzmacniacze fazo czute
14. Czy Zamawiajacy zgadza sie na dostarczenie systemu z dwoma wzmacniaczami fazo czutymi?

Wiekszos¢ eksperymentéw wymaga zastosowania jednego wzmacniacza, a drugi jest wymagany
tylko w bardzo nielicznych przypadkach.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony system wyposazony zostat w 3
wzmacniacze fazo czute, poniewaz jednym z wymaganych trybow jest
mikroskopia efektu piezoelektrycznego a wspomniany tryb do poprawnej
pracy tj. pomiaru topografii, fazy materiatu, odksztatcenia w osiach X-Y
oraz odksztatcenia w osi Z wymaga 3 wzmacniaczy fazo czutych. W trybie
opisanym w punkcie 1.11 do poprawnej pracy rowniez wykorzystywane sq
3 wzmacniacze fazo czufe.

5.7 Mozliwos¢ cyfrowego strojenia wspotczynnika dobroci Q dZwigni sprezystej
15. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie systemu bez tej funkcji?
Funkcja ta ma dziatanie gtdwnie marketingowe i nie ma praktycznie zadnego zastosowania.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony system posiadat mozliwo$c
cyfrowego strojenia wspofczynnika dobroci Q dzwigni sprezystej, poniewaz
ta opcja w opinii Zamawiajgcego jest przydatna podczas pracy w trybie
mikroskopii st magnetycznych do uzyskania najlepszego obrazu sit
magnetycznych.

6.4 Zakres skanowania w pionie co najmniej do 10 um

16. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie systemu o zakresie skanowania 9 um?
Standardowym skanerem stosowanym obecnie przez wiekszos¢ firm jest skaner 90x90x9 um i taki
tez skaner chcieliSmy zaoferowac.

7 Wymagania zwigzane z uktadem pozycjonowania prébki— charakterystyka stolika

7.1 Srednica min. 200 mm

7.2 Mozliwos¢ przesuwu w kierunkach XY min. 1775mm x 150 mm

7.3 Rotacja manualna

7.4 Mocowanie probki zpomoca podcisnienia

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowanie systemu o zakresie
skanowania 9um, poniewaz w mikroskopach sit magnetycznych kazdy
Jjeden um zakresu w osi Z jest bardzo cenny, gdyz umoZzliwia pomiar
probek o wiekszej chropowatosci.

17. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie sytemu w ktérym srednica prébki wynosi
maksymalnie 100mm?



W wiekszosci zastosowan mikroskopii AFM prébki s mniejsze niz 40mm, a probki powyzej
100mm pojawiajg sie praktycznie wytgcznie w przemysle pétprzewodnikowym po postacig wafli
krzemowych. Nasz system posiada dodatkowo mozliwos¢ pracy na prébkach wiekszych niz
100mm poprzez umieszczenie gtowicy bezposrednio na prébce - wtedy rozmiar probki jest
nieograniczony. Jezeli Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dopuszczenie naszego rozwigzania
prosimy o informacje jakiego rodzaju prébki powodujg koniecznos¢ stosowania tak duzego stolika
prébek.

Zamawiajgcy wymaga, aby urzgdzenie oferowato mozliwosci pracy z
duzymi probkami nawet o Srednicy 200mm, tego typu probki mogg
wystepowac podczas prowadzenia badan dla klientéw przemystowych.
Wyspecyfikowana wielkos¢ stolika umozliwia rowniez umieszczenie kilku
probek jednoczesnie.

18. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie stolika prébek o zakresie przesuwu 5x5 mm?

Duzy rozmiar probek pocigga za sobg koniecznos¢ stosowania duzego zakresu ruchu, ktory jest
catkowicie zbednych w normalnych badaniach AFM.

Zamawiajgcy wyspecyfikowat mozliwo$¢ pracy z duzymi probkami do
200mm Srednicy, dlatego aby mie¢ dostep do znacznego obszaru
mierzonej probki, stad tez urzgdzenie powinno zapewnia¢ minimalny
zakres przesuwu 175 x 150mm.

19. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie stolika probek bez mocowania probek za
pomoca podcisnienia?

Taki uktad sprawdza sie najlepiej przy waflach krzemowych, a w normalnych przypadkach prébke
przykleja sie do podktadki (w niektérych trybach moze to by¢ podktadka magnetyczna). Prosimy
mie¢ na uwadze ze mocowanie za pomocg podcisnienia nie dziata w wiekszosci trybow
zaawansowanych jak praca w cieczy, elektrochemia, zewnetrzne pole magnetyczne, kontrola
temperatury, etc.

Jedng z przewidzianych aplikacji dla wyspecyfikowanego mikroskopu jest
pomiar topografii powierzchni dla probek wytrzymatosciowych, ktore
posiadajg ksztatt ,wiosetek”, i sq doktadnie oszlifowane z kazdej strony.
Dlatego w opinii Zamawiajgcego mozliwo$¢ zamocowania probki do
powierzchni stolika mikroskopu za pomocg podciSnienia jest przydatna aby
unikngc koniecznosc¢ klejenia probki do powierzchni.

Z powazaniem,

Zamawiajacy



